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Аннотация — Методом оптической эмиссионной спек-

троскопии изучалось реальное пространственное распре-
деление интенсивности свечения СВЧ разряда в кислороде 
на разном расстоянии от зоны ввода СВЧ энергии. Полу-
ченные экспериментальные результаты указывают на то, 
что наибольшая равномерность оптического излучения по 
длине разряда достигается в режиме оптимального по дав-
лению пробоя газа. 

1. Введение 
Сверхвысокочастотные (СВЧ) разрядные устрой-

ства и разработанные на их основе технологии нахо-
дят все более широкое промышленное применение в 
вакуумной газоплазменной обработке изделий мик-
ро- и наноэлектроники [1].  

Специфической особенностью газовых СВЧ раз-
рядов является сильное проявление эффекта скини-
рования электромагнитного поля, с которым связан 
градиент характеристик параметров плазмы, опре-
деляющих равномерность воздействия плазменной 
среды на разные участки обрабатываемого изделия. 

2. Основная часть 
В качестве регистрируемой линии спектра излу-

чения кислородного разряда была выбрана линия 0I 
(λ=777,7 нм). Это связано с определяющей ролью 
атомарного кислорода в процессах плазмохимиче-
ской деструкции фоторезистивных пленок [2] и уста-
новленной ранее возможностью надежного контроля 
за этим процессом по изменению интенсивности ли-
ний 0I (λ=777,7 нм; λ=844,6 нм). 

Конфигурация разряда и его свойства удовлетво-
ряют требованиям, при которых возможно численное 
решение уравнения Абеля, поэтому для определе-
ние искомого радиального распределения интенсив-
ности свечения газового разряда на различном уда-
лении от щелевой антенны пользовались следую-
щим выражением 
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где ( )krε  — искомая излучательная способность ци-
линдрического источника;  

n — число точек измерения по радиусу цилин-
дрического разряда;  

bjk — табличные коэффициенты;  
I(xj) — измеряемая интенсивность свечения;  
R — радиус цилиндрического разряда. 
На рис. 1 представлены полученные радиальные 

распределения интенсивности свечения кислородно-
го разряда на расстоянии 55 мм (а) и 90 мм (б) от 
кольцевой антенны (по данным «абелизации»). Дав-
ление О2: 1 — 27 Па, 2 — 60 Па, 3 — 133 Па, 4 — 
240 Па, соответственно.  

Из этих зависимостей видно, что даже для опти-
мальных разрядных условий [2] (давление О2 около 
160 Па) существует явно выраженная неравномер-
ность интенсивности свечения линии 0I. При этом 
характер радиального распределения интенсивности 

оптического свечения вблизи места ввода СВЧ энер-
гии в плазменный объем и на удалении от него отли-
чаются. 
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Рис. 1 

3. Заключение 
Таким образом, полученные результаты указы-

вают на то, что наиболее высокая пространственная 
равномерность интенсивности свечения кислородно-
го СВЧ разряда достигается в диапазоне давлений 
(130 … 200) Па.   

Результаты исследования будут полезны при 
проектировании СВЧ плазмотронов, разработке и 
анализе процессов СВЧ-плазменной обработки ма-
териалов. 
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Abstract — The spatial distribution of the optical emission 
intensity of the microwave discharge in oxygen at different dis-
tances from the microwave energy input point was studied by 
means of the optical emission spectroscopy. The experimental 
results indicate that the greatest uniformity of the optical emis-
sion along the length of the discharge can be achieved with the 
value of gas pressure optimal for the discharge. 
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